
２．ガスデポジション 

 1981 年に、科学技術庁の外郭団体である新技術開発事業団の創造科学技術推進制度で林主税

がプロジェクトリーダーを務める「林超微粒子プロジェクト」がスタートした。このプロジェク

トの中でガスデポジション法という成膜プロセスが考案された。林主税から、超微粒子を成膜し

て超微粒子の持つ物性を評価するというアイデアが示され、新鮮な超微粒子の特性を評価する方

法が具体化された。ついで超微粒子の微粒子性による低融点化を念頭に、室温から 200℃から

300℃という低温で超微粒子を吹き付けて一様な厚みの膜を形成する方法が開発され、ガスデポ

ジションの基礎特許となった。 

 すなわちこれは、「物質は超微粒子サイズの大きさになると、①空気中や種々の気体中に一度

浮遊すると重力の作用ではなかなか落下しない、②気体の流れにのりやすく、瞬時にその気体の

流れと同じ速さになる、③気体と超微粒子を混合して高速で衝突させると、気体と超微粒子は分

離された挙動を示す」というコンセプトから、高純度膜、多層膜あるいはどのような成分の均一

組成膜でもつくれるというものであり、プラスチックの上にさえも金属膜が形成できるというも

のであった。これは古くからの吹きつけ成膜と似ているが、超微粒子でなければ現れない性質で

ある。 

 従来の乾式での成膜プロセスは、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレーティング法な

どがある。それぞれ特色のある薄膜特性を得ることができる。超微粒子を上手に運ぶことができ

れば、乾式で自由に組成を調節した薄膜をつくることができるという、シンプルなプロセスが想

像できた。ガス搬送されたナノ粒子のノズル噴射による膜形成技術であるガスデポジション法は、

その当初のアイデアを現実化するために実施した研究成果である。 

 1994 年頃に始まった実用化装置の構築

に向けた研究開発では、次に挙げる項目を

クリアした。①超微粒子をガス中蒸発法で

生成しながら直接基板に吹き付ける成膜

方法、②蒸発室の雰囲気圧力の見直し、つ

まり蒸発室を加圧することによりノズル

からのナノ粒子の噴射エネルギーを高め、

GD 膜の膜質および密着力の改善（加圧プロ

セス）、③蒸発室と成膜室を垂直縦型配置にすることにより、ガス搬送過程でのナノ粒子の凝集

抑制（垂直噴射堆積）、④成膜の ON-OFF であるシャッターメカニズム（バルブレス・シャッター）

の構築、⑤ガスデポジション専用ヘリウムガスの循環精製システムの構築である。 
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